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Motivation Grundprinzip

» Hohe Auflésung bei interferometrischen Messverfahren

» Bei StandardweiRlichtinterferometrie keine , Single Shot"-
Messung moglich

» Begrenzte numerische Apertur bei spektraler Interferometrie (Sl)
durch die Bindung des Messbereichs an die Scharfentiefe

» Geringe Robustheit des Signals von chromatisch-konfokaler
Mikroskopie (CCM) an unkooperativen Objekten

CCSI =Sl + CCM

» , Single Shot“- Messung ohne mechanischen Tiefenscan méglich
» Entkopplung des Messbereichs von der Schérfentiefe
» Hohe laterale Auflésung durch den Einsatz von hochaperturigen Optiken

> Hohe Robustheit auf Grund des , Interferometric-Gains*

Optische Anordnung und Messsignal
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Versuchsaufbau

Messbereich >22 pm

Tiefenauflésung >25 nm
(Einhullendenauswertung)

Laterale Auflésung 1 pym

Reproduzierbarkeit <50 nm
Objektiv 63 x

Numerische Apertur | 0,95

Arbeitsabstand 170 pm
Wellenlange 840 nm
Bandbreite 45 nm
Integrationszeit <l ms

Vergleichsmessungen CCM / CCSI
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> Kleinere Uberschwinger und keine Signalverluste bei CCSI-Messungen
aufgrund der Signalverstarkung durch den Interferometric-Gain.

» Die CCSI bietet einen Vorteil bei der Vermessung unkooperativer Messobjekte
gegenuber der CCM.

Phasenauswertung

- Auflosungssteigerung durch die Auswertung der Phase der spektralen
Intensitétsverteilung

Formale Beschreibung des CCSI-Signal

leee (K, z,d) =15 (K, 2) + 15 (K) + 2415 (K, 2) - 1 5 (k) cos(kd)

Phasenauswertung:
Messung eines Planspiegels mit verschiedenen Abstanden
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Zusammenfassung

» Hybrides Messverfahren CCSI
Kombination aus: - Spektraler Interferometrie
- Chromatisch-Konfokaler Mikroskopie

» Entkopplung des Messbereichs von der numerischen Apertur (Sl)
» Signalverstarkung durch den ,Interferometric-Gain“ (CCM)

» Messungen mit der CCSI-Methode
- Reproduzierbarkeit des Demonstrators: <50 nm
- Potenzial der CCSI zur Verringerung der Messfehler

» Weitere Aufldsungssteigerung durch die Auswertung der Phase der spektralen
Intensitétsverteilung moglich
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